
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所所属属：：  仙仙台台高高等等専専門門学学校校  総総合合工工学学科科 

研研究究タタイイトトルル：：CMOS イメージセンサ上への機能回路
の集積化と評価環境構築  

 

氏氏名名：：      佐佐々々木木  正正明明／／SSAASSAAKKII  MMaassaaaakkii  EE--mmaaiill：：  mmssaassaakkii@@sseennddaaii--nncctt..aacc..jjpp  

職職名名：：  准准教教授授  学学位位：：  博博士士（（工工学学））  

所所属属学学会会・・協協会会：：    

研研究究分分野野：：  電電気気電電子子工工学学  

キキーーワワーードド：：  CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササ，，アアナナロロググ回回路路，，組組込込みみシシスステテムム開開発発  

技技術術相相談談  

提提供供可可能能技技術術：：  

・・アアナナロロググ集集積積回回路路設設計計  

・・組組みみ込込みみシシスステテムム開開発発  

  

 
研研究究内内容容：：    

◆◆CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササ設設計計  

CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササはは，，イイメメーージジセセンンササ上上にに機機能能回回路路やや信信号号処処理理回回路路をを集集積積化化ででききるるとといいうう特特長長かからら，，イイメメーージジンンググだだ

けけででななくく距距離離セセンンササななどどののセセンンシシンンググデデババイイススととししててもも広広くく活活用用さされれてていいるる．．  

イイメメーージジセセンンササへへののアアナナロロググ回回路路・・画画像像処処理理回回路路のの集集積積化化ををははじじめめ特特殊殊なな走走査査やや独独自自のの機機能能集集積積ななどど CCMMOOSS イイメメーージジ

セセンンササのの全全般般のの設設計計かからら，，試試作作，，評評価価環環境境整整備備，，評評価価ままででをを行行うう．．  

  

  

  

  

  

  

  

  

図図 11．．広広ダダイイナナミミッッククレレンンジジ CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササ  

  

◆◆組組みみ込込みみシシスステテムム開開発発  

CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササををははじじめめ，，各各種種試試作作セセンンササのの評評価価ののたためめにに評評価価ボボーードドのの開開発発かからら，，FFPPGGAA／／ママイイココンンをを組組みみ合合わわ

せせたた各各種種組組みみ込込みみシシスステテムムをを開開発発ししててききたた．．高高速速なな演演算算をを実実施施すするるたためめのの専専用用ププロロセセッッササのの FFPPGGAA 実実装装，，ママイイココンンをを活活

用用ししたたイインンタターーフフェェーースス実実装装ななどど，，ハハーードドウウェェアア／／ソソフフトトウウェェアア協協調調のの組組みみ込込みみシシスステテムム開開発発をを行行っってていいるる．．  

ままたた，，IIooTT デデババイイススととししてて各各種種セセンンササイインンタタフフェェーーススをを活活用用ししたた IIooTT シシスステテムム開開発発もも行行っってていいるる．．  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 提提供供可可能能なな設設備備・・機機器器：：    

名名称称・・型型番番（（メメーーカカーー））  
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所所属属：：  仙仙台台高高等等専専門門学学校校  総総合合工工学学科科 

研研究究タタイイトトルル：：CMOS イメージセンサ上への機能回路
の集積化と評価環境構築  

 

氏氏名名：：      佐佐々々木木  正正明明／／SSAASSAAKKII  MMaassaaaakkii  EE--mmaaiill：：  mmssaassaakkii@@sseennddaaii--nncctt..aacc..jjpp  

職職名名：：  准准教教授授  学学位位：：  博博士士（（工工学学））  

所所属属学学会会・・協協会会：：    

研研究究分分野野：：  電電気気電電子子工工学学  

キキーーワワーードド：：  CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササ，，アアナナロロググ回回路路，，組組込込みみシシスステテムム開開発発  

技技術術相相談談  

提提供供可可能能技技術術：：  

・・アアナナロロググ集集積積回回路路設設計計  

・・組組みみ込込みみシシスステテムム開開発発  

  

 
研研究究内内容容：：    

◆◆CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササ設設計計  
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イイメメーージジセセンンササへへののアアナナロロググ回回路路・・画画像像処処理理回回路路のの集集積積化化ををははじじめめ特特殊殊なな走走査査やや独独自自のの機機能能集集積積ななどど CCMMOOSS イイメメーージジ
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図図 11．．広広ダダイイナナミミッッククレレンンジジ CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササ  

  

◆◆組組みみ込込みみシシスステテムム開開発発  

CCMMOOSS イイメメーージジセセンンササををははじじめめ，，各各種種試試作作セセンンササのの評評価価ののたためめにに評評価価ボボーードドのの開開発発かからら，，FFPPGGAA／／ママイイココンンをを組組みみ合合わわ

せせたた各各種種組組みみ込込みみシシスステテムムをを開開発発ししててききたた．．高高速速なな演演算算をを実実施施すするるたためめのの専専用用ププロロセセッッササのの FFPPGGAA 実実装装，，ママイイココンンをを活活

用用ししたたイインンタターーフフェェーースス実実装装ななどど，，ハハーードドウウェェアア／／ソソフフトトウウェェアア協協調調のの組組みみ込込みみシシスステテムム開開発発をを行行っってていいるる．．  

ままたた，，IIooTT デデババイイススととししてて各各種種セセンンササイインンタタフフェェーーススをを活活用用ししたた IIooTT シシスステテムム開開発発もも行行っってていいるる．．  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 提提供供可可能能なな設設備備・・機機器器：：    

名名称称・・型型番番（（メメーーカカーー））  

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所所属属：：  仙仙台台高高等等専専門門学学校校  総総合合工工学学科科 

研研究究タタイイトトルル：：  

酸化物半導体によるデバイス作製 

 

氏氏名名：：      柏柏葉葉  安安宏宏／／KKAASSHHIIWWAABBAA  YYaassuuhhiirroo  EE--mmaaiill：：  kkaasshhii@@sseennddaaii--nncctt..aacc..jjpp  

職職名名：：  教教授授  学学位位：：  博博士士（（工工学学））  

所所属属学学会会・・協協会会：：  応応用用物物理理学学会会，，電電気気学学会会  

研研究究分分野野：：  電電気気電電子子工工学学  

キキーーワワーードド：：  薄薄膜膜，，結結晶晶，，セセンンササ  

技技術術相相談談  

提提供供可可能能技技術術：：  

・・XX 線線回回折折にによよるる結結晶晶性性評評価価（（薄薄膜膜，，ババルルクク結結晶晶））  

・・薄薄膜膜作作製製  

・・電電気気的的特特性性（（比比抵抵抗抗，，HHaallll 効効果果））測測定定  

 
研研究究内内容容：：    

  

紫紫外外線線発発光光素素子子，，紫紫外外線線セセンンササ，，水水素素ガガススセセンンササ，，XX 線線セセンンササ等等のの電電子子デデババイイススのの開開発発をを最最終終目目標標ととししてて，，  

酸酸化化亜亜鉛鉛((ZZnnOO))おおよよびび酸酸化化タタンンググスステテンン((WWOO33))等等のの酸酸化化物物半半導導体体にに関関すするる研研究究ををおおここななっってていいるる。。  

  

主主ととななるる研研究究テテーーママはは下下記記ででああるる。。  

11．．有有機機金金属属化化学学気気相相成成長長法法にによよるる ZZnnOO 薄薄膜膜のの作作製製  

22．．RRFF ススパパッッタタリリンンググ法法にによよるる ZZnnOO 薄薄膜膜のの作作製製  

33．．RRFF ススパパッッタタリリンンググ法法にによよるる WWOO33厚厚膜膜のの作作製製  

  

そそのの中中でで，，下下記記のの項項目目をを中中心心にに材材料料のの評評価価ををおおここなないいななががらら，，電電子子デデババイイススのの開開発発をを目目指指ししてていいるる。。  

①①XX 線線回回折折法法にによよるる結結晶晶性性評評価価  

②②電電気気的的特特性性評評価価  

③③光光導導電電特特性性評評価価  

④④フフォォトトルルミミネネッッセセンンスス特特性性評評価価  

  

現現在在ままででにに，，下下記記のの成成果果をを報報告告ししてていいるる。。  

[[11]]  TT..  AAbbee,,  YY..  SSuuzzuukkii,,  AA..  NNaakkaaggaawwaa,,  TT..  CChhiibbaa,,  MM..  NNaakkaaggaawwaa,,  YY..  KKaasshhiiwwaabbaa  eett  aall..,,  ““AApppplliiccaattiioonn  ooff  aa  ZZnnOO  UUVV  sseennssoorr  ffoorr  

aa  sscciinnttiillllaattiioonn--ttyyppee  rraaddiiaattiioonn  ddeetteeccttoorr””,,  JJ..  MMaatteerr..  SSccii..  MMaatteerr..  EElleeccttrroonn..  3300  ((1188)),,  1166887733  ((22001199))..  

[[22]]  YY..  KKaasshhiiwwaabbaa  eett  aall..,,  ““PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aa  NNoonn--PPoollaarr  ZZnnOO  FFiillmm  oonn  aa  SSiinnggllee--CCrryyssttaall  NNddGGaaOO33  SSuubbssttrraattee  bbyy  tthhee  RRFF  

SSppuutttteerriinngg  MMeetthhoodd””,,  JJ..  EElleeccttrroonn..  MMaatteerr..  4477,,  44334455  ((22001188))..  

[[33]]  TT..  AAbbee,,  YY..  NNaammeesshhiiddaa,,  YY..  OOggaattaa,,  AA..  MMiiuurraa,,  AA..  NNaakkaaggaawwaa,,  TT..  CChhiibbaa,,  YY..  KKaasshhiiwwaabbaa,,  eett  aall..,,  ““IImmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  

PPhhoottooccoonndduuccttiivvee  CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ZZnnOO  SSiinnggllee  CCrryyssttaallss  bbyy  AAnnnneeaalliinngg””,,  JJ..  EElleeccttrroonn..  MMaatteerr..  4477,,  44334455  ((22001188))..  

[[44]]  TT..  AAbbee,,  SS..  TTaakkaahhaasshhii,,  SS..  KKaammaaddaa,,  AA..  NNaakkaaggaawwaa,,  TT..  CChhiibbaa,,  MM..  NNaakkaaggaawwaa,,  SS..  CChhiibbaa,,  YY..  KKaasshhiiwwaabbaa,,  eett  aall..,,  

““PPhhoottooccoonndduuccttiivvee  pprrooppeerrttiieess  ooff  uunnddooppeedd  aanndd  nniittrrooggeenn--ddooppeedd  ZZnnOO  ssiinnggllee  ccrryyssttaallss  iinn  vvaarriioouuss  aammbbiieenncceess””,,  PPhhyyssiiccaa  

SSaattaattee  SSoolliiddii  CC  1133,,  NNOO  77--99,,  558811  ((22001166))..  

[[55]]  TT..  AAbbee,,  AA..  NNaakkaaggaawwaa,,  MM..  NNaakkaaggaawwaa,,  TT..  CChhiibbaa,,  SS..  TTaakkaahhaasshhii,,  YY..  KKaasshhiiwwaabbaa  eett  aall..,,  ““OOppttiiccaall  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  bbyy  

vvaarriiaabbllee  aannggllee  ssppeeccttrroossccooppiicc  eelllliippssoommeettrryy  ooff  nniittrrooggeenn--ddooppeedd  MMggxxZZnn11--xxOO  tthhiinn  ffiillmmss  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  ppllaassmmaa--

aassssiisstteedd  rreeaaccttiivvee  eevvaappoorraattiioonn  mmeetthhoodd””,,  TThhiinn  SSoolliidd  FFiillmmss  557711,,  661155  ((22001144))..  

  

 提提供供可可能能なな設設備備・・機機器器：：    

名名称称・・型型番番（（メメーーカカーー））  

XX 線線回回折折測測定定装装置置  DD88  DDiissccoovveerr    

比比抵抵抗抗//ホホーールル効効果果測測定定シシスステテムム  RReessiiTTeesstt  88440000AACCLLRR 型型    
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